






















































专利名称(译) 发光检测工作站
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LEVI JEFF
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摘要(译)

公开了一种用于分析发光样品的发光检测设备和方法。将发光样品置于
托盘中的多个样品孔中，并将托盘置于含有电荷耦合器件相机的可见光
不透性室中。可以将样品注入孔中，并且可以通过注射器向样品注射缓
冲液和试剂。在腔室中，来自发光样品的光通过准直器，菲涅耳场透
镜，滤光器和相机镜头，由此通过电荷耦合器件（CCD）相机上的光学
器件产生聚焦图像。菲涅耳场透镜与准直器和滤光器的结合使用可以降
低样品之间的串扰，使其低于现有技术可达到的水平。所公开的发光检
测设备和方法的优选实施例包括所有操作的中央处理控制，多波长滤光
轮，以及样品和试剂的机器人处理。与本发明集成的处理软件的优选实
施例包括用于机械对准，异常值剃须，掩蔽，多个积分时间的操纵以扩
展动态范围的元件，串扰校正，暗减法内插和漂移校正，专门为发光定
制的多分量分析应用。和均匀性校正。
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